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[序論] 
 三フッ化塩素(ClF3)ガスを用いて炭化珪素(SiC)結晶
をエッチングする技術[1]を、SiC エピタキシャルリ
アクタのクリーニングに適用する研究[2-5]が進めら
れている。前報[4]では、SiC膜の成膜とクリーニング
の繰り返しを試みた。主な課題は、三フッ化塩素に

腐食されない保護膜を設けることである。保護膜の

材質については三フッ化塩素ガスの化学的挙動を考

慮してフッ化物を用いる場合[5]と一般的化学的安定
性に優れた物質を用いる場合がある。本研究では後

者に基づき、広く CVDリアクタ部材の保護膜に使わ
れている熱分解炭素被膜の三フッ化塩素によるエッ

チング速度を炭化珪素皮膜と比較したので、報告す

る。 
[実験] 
 Fig. 1に実験装置を示す。石英ガラス容器内に試料
を入れ、その外側から赤外線ランプで加熱しながら

試料を三フッ化塩素ガスに暴露した。試料は、高純

度カーボン基板（3cm×3cm×1mm）の表面に熱分解
炭素保護膜或は炭化珪素保護膜を設けたもの（東洋

炭素）である。この基板を 330～400℃において常圧、
濃度 100%、流量 50～100sccmにて ClF3 ガスに 10分
間暴露した。その後に走査型電子顕微鏡により保護

膜の表面形態を観察した。 

 

 
Fig. 1 エッチング装置 

 

 
Fig. 2炭化珪素皮膜と熱分解炭素被膜の三
フッ化塩素によるエッチング速度 

エッチング速度を下記の式により求めた。 
エッチング速度＝重量減少量÷(密度×表面積×暴露時間)  （1） 

[結果と考察] 
 Fig. 2に熱分解炭素保護膜と炭化珪素保護膜のエッチング速度を示す。炭化珪素保護膜では 350℃
以下においても小さいながらエッチング速度が決定され、エッチングが進行することが認められ

た。400℃においては毎分約２μmの速度でエッチングされ、これは多結晶β型炭化珪素のエッチ
ング速度[6]に近い値である。これに比して熱分解炭素保護膜では 350℃から 400℃の範囲において
エッチング速度は極めて小さく、エッチング速度は見かけ上毎分ゼロμm であった。堆積した炭
化珪素膜を除去して行く場合には、熱分解炭素保護膜との選択性が大きいため、クリーニングし

易いものと期待される。 
[結論] 
 熱分解炭素保護膜の三フッ化塩素によるエッチング速度は炭化珪素保護膜に比べて極めて小さ
いことが把握された。炭化珪素堆積物との選択性が極めて大きいため、三フッ化塩素による炭化

珪素 CVD装置のクリーニングの際に、部材の保護膜として使える可能性がある。 
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